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UnverSndertiches Ew-lar 
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Esempiars immutable 

Flusssensor mit Gehause 

Die Erfindung betrifft einen Flusssensor ge- 
mass Oberbegriff von Anspruch 1. 
5 Ein bekannter Flusssensor dieser Art besitzt 

ein zweiteiliges Gehause, welches einen Messkanal bildet. 
Ein Halbleiterchip mit einer Sensorandordnung ist an der 
Wand des Messkanals angeordnet . Zur Abdichtung wird der 
Halbleiterchip zwischen den Gehauseteilen eingeklemmt . 
10 Diese bekannte Losung besitzt allerdings den 

Nachteil, dass sie nicht geeignet ist fur Anwendungen, 
bei denen e^n hoher statischer oder dynamischer Druck im 
Messkanal herrscht . 

Es stellt sich deshalb die Aufgabe, einen 
15 Flusssensor mit Gehause bereitzustellen, welcher notigen- 
falls auch grossem Druck im Messkanal staridhalt und der 
einfach aufgebaut ist. 

Diese Aufgabe wird vom Flusssensor gemass An- 
spruch 1 gelost. 
20 Erf indungsgemass ist also zwischen den beiden 

Gehauseteilen ein den Messkanal und den Halbleiterchip 
umgebender Dichtungsring vorgesehen. Zur Verbindung des 
Halbleiterchips mit der Aussenwelt wird eine Leiterbahn- 
folie vom Dichtungsring beaufschlagt nach aussen gefuhrt. 
25 Bei einer derartigen Ausgestaltung liegt im wesentlichen 
der gesamte Druckabfall uber dem Dichtungsring, wo er gut 
aufgefangen werden kann. Der Halbleiterchip braucht keine 
Dichtungsfunktion zu ubernehmen. 

• Vorzugsweise wird der Messkanal als Nut in 

30 der Oberflache eines ersten Gehauseteils ausgestal tet . 
Zur Verbindung der Nut mit der Aussenwelt konnen An- 
schlussleitungen, z.B. in Form von Bohrungen bzw. Lo- 
chern, vorgesehen sein, die sich durch einen oder beide 
der Gehauseteile erstrecken. Der Dichtungsring kann an 
35 der besagten Oberflache urn die Nut herum angeordnet wer- 
den. Durch diese Anordnung kann der Messkanal allseitig 
abgedichtet werden. 
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Vorzugsweise liegt der Halbleiterchip in ei- 
ner Vertiefung des zweiten Gehauseteils und seine Ober- 
seite (d.h. die Seite, auf der sich die Sensoranordnung 
befindet) liegt biindig mit der Wand des Messkanals, so 
dass moglichst laminare Stromungsverhaltnisse vorliegen. 
Zur genauen Positionierung der Oberseite des Halbleiter- 
chips beruhrt diese den zweiten Gehauseteil. Vorzugsweise 
wird dabei im Boden der Vertiefung ein Abstandhalter vor- 
gesehen, der durch die Andruckkraft der Gehauseteile ela- 
stisch oder plastisch deformiert wird und den Halbleiter- 
chip gegen den ersten Gehauseteil druckt, so dass sich 
beim Zusammen$etzen der Gehauseteile eine genaue und dau- 
erhafte Positionierung des Halbleiterchips relativ zum 
Messkanal ergibt . Der Abstandhalter kann z.B. von Erhe- 
bungen im Boden der Vertiefung gebildet werden. 

Der erfindungsgemasse Flusssensor ist zur 
Messung des Flusses von Flussigkeiten oder Gasen bei nor- 
malen oder erhohten Druckverhaltnissen geeignet. 

Weitere bevorzugte Ausfiihrungen und Vorteile 
ergeben sich aus den abhangigen Anspruchen sowie der nun 
folgenden Beschreibung einer bevorzugten Ausfuhrung an- 
hand der Figuren. Dabei zeigen: 

Fig. 1 eine Explosionsdarstellung einer be- 
vorzugten Ausfuhrung des Flusssensors , 

Fig. 2 den ersten Gehauseteil vom zweiten Ge- 
hauseteil her gesehen, 

Fig. 3 den zweiten Gehauseteil vom ersten Ge- 
hauseteil her gesehen, 

Fig. 4 einen Schnitt durch den Flusssensor im 

Bereich des Halbleiterchips quer zum Messkanal und 

Fig. 5 einen Teilschnit.t einer moglichen Aus- 
fuhrung des Halbleiterchips. 

Der in den Figuren dargestellte Flusssensor 
besitzt einen ersten Gehauseteil l t einen zweiten Gehau- 
seteil 2 und einen im wesentlichen zwischen den Gehause- 
teilen 1, 2 eingeklemmten Halbleiterchip 3. In Fig. 1 
sind diese Telle beabstandet voneinander dargestellt. Im 
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Betrieb liegen die Gehauseteile 1, 2 jedoch aufeinander 
auf und klemmen den Halbleiterchip 3 zwischen sich ein. 

In einer Oberflache 4 des ersten Gehauseteils 
1 ist eine gerade Nut 5 angeordnet, die, zusammen mit dem 
5 angrenzenden zweiten Gehauseteil 2, einen Messkanal bil- 
det. Durch den zweiten Gehauseteil 2 erstrecken sich zwei 
Anschlussleitungen 6, ausgestaltet als Bohrungen bzw. L6- 
cher, die die Enden 5a, 5b des Messkanals mit der Aussen- 
welt verbinden. Auf der Aussenseite des zweiten Gehause- 

10 teils 2 sind die Mundungen der Anschlussleitungen 6 von 
Dichtungen 7 umgeben, so dass sie z.B. mit einem zu mes- 
senden Rohr verbunden werden konnen. 

Em moglicher Aufbau des Halbleiterchips 3 
ist in Fig. 5 dargestellt. Er besitzt ein Halbleitersub- 

15 strat 10, auf dessen Oberseite 11 eine Sensoranordnung 
integriert ist. Diese umfasst in konventioneller Weise 
ein Heizelement 12 zwischen zwei Temperatursensoren 13a, 
13b. Die Temperatursensoren 13a, 13b liegen in Flussrich- 
tung 14 des zu messenden Mediums vor bzw. hinter dem Hei- 

20 zelement 12, so dass deren Temperaturdif f erenz ein Mass 
fur die Flussgeschwindigkeit bzw. den Massenfluss ist. 

Die Sensorandordnung ist auf einer Membran 15 
angeordnet, die uber einer Offnung 16 liegt, welche sich 
durch das Substrat 10 erstreckt . 

25 Wie insbesondere aus Fig. 3 und 4 ersicht- 

lich, liegt der Halbleiterchip 3 in einer Vertiefung 20 
der ansonst flachen Innenseite des zweiten Gehauseteils 
2, wobei die Sensoranordnung dem Messkanal zugewandt ist. 
Er ist tjnit einer flexiblen Leiterbahnf olie 9 verbunden, 

30 die aus. dem Sensor herausgef iihrt ist. Hierzu ist im zwei- 
ten Gehauseteil eine Vertiefung 22 vorgesehen. Die Lei- 
terbahnf olie 9 besteht z.B. aus einem diinnen Kunststoff- 
trager, auf welchem Leiterbahnen angeordnet sind. Die Ge- 
samtdicke der Leiterbahnf olie 9 betragt vorzugsweise we- 

35 niger als 100 |im. 

Zwischen der Vertiefung 22 und der Nut 5 be- 
findet sich ein Steg 23, der auf dem Halbleiterchip 3 
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aufliegt. Am Boden der Vertiefung 20 sind als Abstandhal- 
ter vier pyramidenf ormige Erhebungen 21 angeordnet . Der 
Halbleiterchip 3 wird zweiten Gehauseteil gegen die Erhe- 
bungen 21 gedruckt, so dass letztere leicht verformt wer- 
5 den. Dadurch wird gewahrleistet , dass der Halbleiterchip 
3 bundig mit der Wand des Messkanals liegt. 

Die Erhebungen 21 sind vorzugsweise einstuk- 
kig mit dem zweiten Gehauseteil verbunden. Sie miissen 
nicht pyramidenf ormig sein, im undef ormierten Zustand 
10 sollten sie jedoch vorzugsweise spitz zulaufen, so dass 

deren Spitzen mit geringem Kraftaufwand deformiert werden 
konnen. Sie konnen plastisch oder elastisch deformierbar 
sein. 

Die Vertiefung 20 besitzt zwei Querseiten 

15 26a, 26b (Fig. 3) parallel zum Messkanal und zwei Langs- 
seiten 27a, 27b senkrecht zum Messkanal. An den Enden ei- 
ner der Querseiten 26b sind zwei Ausbuchtungen 28a, 28b 
vorgesehen. Zwischen den Ausbuchtungen 2 8a, 28b verlauft 
die Querseite 26b gerade und bildet einen definierten An- 

20 schlag, der es erlaubt, den Halbleiterchip 3 quer zum 

Messkanal in exakter Weise zu positionieren. Die Ausbuch- 
tungen sorgen dafur, dass der Halbleiterchip 3 nicht an 
allfalligen, herstellungstechnisch bedingten Rundungen an 
den Ecken der Vertiefung 20 ansteht . 

25 Die Vertiefung 20 ist so bemessen, dass zwi- 

schen den Langsseiten 27a, 27b und dem Halbleiterchip 20 
etwas Platz verbleibt, so dass der Bereich zwischen Halb- 
leiterchip 2 0 und dem Boden der Vertiefung in Verbindung 
steht. mit dem Messkanal. Auf diese Weise ist gewahrlei- 

30 stet,-dass beide Seiten der Membran 15 (Fig. 5) mit dem 
Messkanal in Verbindung stehen, so dass der Druckabfall 
iiber der Membran im wesentlichen gleich Null ist, wodurch 
Beschadigungen der Membran 15 durch hohe statische oder 
dynamische Driicke vermieden werden konnen . 

35 Wie aus Fig. 1, 2 und 4 ersichtlich, verlauft 

im ersten Gehauseteil 1 urn die Nut 5 herum eine Vertie- 
fung 30 in Form eines langgezogenen Kreises, in die ein 
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Dichtungsring 31 eingelegt ist. Im montierten Zustand des 
Sensors wird der Dichtungsring 31 gegen die Innenseite 
des zweiten Gehauseteils 2 gedruckt und dichtet somit den 
Messkanal im Bereich des Spalts zwischen den Gehausetei- 

len 1, 2 nach aussen ab. 

Die Lei terbahnf olie 9 vom Halbleiterchip 3 
wird zwischen dem Dichtungsring 31 und der Innenseite des 
zweiten Gehauseteils 2 durchgef uhrt . Zur besseren Abdich- 
tung kann im Bereich der Kreuzung zwischen Leiterbahnf o- 
lie 9 und Dichtungsring 31 eine Dichtungsmasse 32, z.B. 
Silikon, vorgesehen sein. 

aus Fig. 2 ersichtlich, ist der Halblei- 
terchip nicht in der Mitte der Nut 5 angeordnet . Vielmehr 
bef indet er sich naher am Ausgangsende 5b als am Ein- 
gangsende 5a des Messkanals. Da das zu messende Medium 
von Eingangsende 5a zum Ausgangsende 5b stromt, ergeben 
sich durch die asymmetrische Anordnung des Halbleiter- 
chips 3 naher am Ausgangsende 5b laminarere Stromungsver- 

haltnisse am Messpunkt. 

Die Gehauseteile 1, 2 werden vorzugsweise 
spritzgusstechnisch vorgef ertigt . Sodann werden der Dich- 
tungsring 31 in die Vertiefung 30 und der Halbleiterchip 
3 in die Vertiefung 20 eingelegt. Nun kann die Dichtungs- 
masse 32 im Bereich der Leiterbahnf olie 9 aufgebracht 
werden. Sodann werden die beiden Gehauseteile 1, 2 auf- 
einander gelegt und durch Schrauben in Schraublochern 34 
miteinander verbunden. 

Die Gehauseteile 1, 2 konnen aus Kunststoff 
und/oder Metall sein. Insbesondere bei hohen Drucken ist 
es denkbar, die Gehause aus einem Gefiige aus Kunststoff 
und Metall zu fertigen, wobei das Metall dem Gehause die 
notige Festigkeit verleiht und der Kunststoff im Bereich 
der innenseiten vorgesehen ist, wo gute Dichtungs- und 
Deformationseigenschaften benotigt werden. Insbesondere 
kann auch der Dichtungsring als Dichtungsrippe aus Dicht- 
material spritzgsstechnisch direkt in den Gehauseteilen 
ausgeformt werden. 



In der vorliegenden Ausfiihrung sind die An- 

schlussleitungen 6 im zweiten Gehauseteil 2 angeordnet. 

Es ist jedoch auch denkbar, eine oder beide davon im er- 

sten Gehauseteil 1 vorzusehen. Andererseits konnte der 
5 Dichtungsring 31 auch im zweiten Gehauseteil 2 montiert 

werden, oder es konnten in beiden Gehauseteilen 1, 2 

Dichtungsringe vorgesehen sein. 

Bei geeigneter Dimensionierung vermag der 

hier beschriebene Sensor ohne Weiteres einem Druck von 
10 mehr als 25 bar standzuhalten . Er eignet sich fur Fluss- 

messungen jeglicher Arten bei Gasen und Flussigkeiten. 



Anspriiche 



1. Flusssensor mit einem Gehause mit minde- 
stens zwei Gehauseteilen (1, 2), zwischen denen ein Mess- 

5 kanal gebildet wird, wobei zwischen den Gehauseteilen an 
einer Wand des Messkanals ein Halbleiterchip (3) mit Sen- 
soranordnung angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass 
zwischen den beiden Gehauseteilen (1, 2) ein den Messka- 
nal und den Halbleiterchip (3) umgebender Dichtungsring 
10 (31) angeordnet ist, wobei eine mit dem Halbleiterchip 

verbundene Leiterbahnf olie (9) vom Dichtungsring (31) be- 
aufschlagt pach aussen gefuhrt ist. 

2. Flusssensor nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Messkanal als Nut (5) in einer 

15 Oberflache (4) mindestens eines der Gehauseteile (1, 2) 
ausgestaltet ist, wobei der Dichtungsring (31) die Nut 
(5) umgibt, und dass in die Nut (5) zwei Anschlussleitun- 
gen (6) miinden, wobei sich die Anschlussleitungen (6) 
durch mindestens einen der Gehauseteile (1, 2) erstrek- 

20 ken. 

3. Flusssensor nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Dichtungsring (31) an der besagten 
Oberflache (4) , und insbesondere in einer Vertiefung (30) 
der Oberflache (4) angeordnet ist. 

25 4. Flusssensor nach einem der vorangehenden 

Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Messkanal als 
Nut (5) in einer Oberflache (4) eines ersten Gehauseteils 
(1) ausgestaltet ist, dass der Halbleiterchip (3) im we- 
sentlichen biindig mit der Wand des Messkanals in einer 

30 Vertiefung (20) eines zweiten Gehauseteils (2) liegt und 
vom ersten Gehauseteil (1) beaufschlagt wird. 

5. Flusssensor nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass zwischen dem Halbleiterchip (3) und 
einem Boden der Vertiefung (20) mindestens ein Abstand- 

35 halter (21) angeordnet ist, wobei der Abstandhal ter (21) 
von einer Andruckkraf t , welche die Gehauseteile (1, 2) 
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aufeinander ausuben, plastisch und/oder elastisch defor- 
miert ist . 

6. Flusssensor nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Abstandhalter (21) mehrere, vor- 

5 zugsweise in undef ormiertem Zustand spitz zulaufende, Er- 
hebungen im Boden der Vertiefung unifasst, und insbesonde- 
re dass die Erhebungen einstuckig mit dem zweiten Gehau- 
seteil (2) ausgeformt sind. 

7. Flusssensor nach einem der Anspruche 4 bis 
10 6, dadurch gekennzeichnet , dass die Vertiefung (20) eine 

Querseite (2 6b) parallel zum Messkanal aufweist, die an 
ihren Enden \%i je eine Ausbuchtung (28a, 28b) mundet, so 
dass die Querseite (26a) eine gerade Anschlagkante zum 
Positionieren des Halbleiterchips (3) senkrecht zum Mess- 

15 kanal bildet. 

8 . Flusssensor nach einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterbahnf o- 
lie (9) im Bereich des Dichtungsrings (31) mit einer 
Dichtungsmasse (32) abgedichtet ist. 

20 9. Flusssensor nach einem der vorangehenden 

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der Halbleiter- 
chip (3) eine Membran (15) aufweist, auf welcher die Sen- 
sorandordnung angeordnet ist, wobei die Membran beidsei- 
tig mit dem Messkanal in Verbindung steht, so dass die 

25 uber ihr abfallende Druckdif f erenz im wesentlichen Null 
ist. 

10. Flusssensor nach einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der Halbleiter- 
chip ( : 3) naher an einem Ausgangsende (5b) des Messkanal s 
30 als an einem Eingangsende (5a) des Messkanals angeordnet 
ist . 



9 



Zus ainmenf a s sung 



10 



Der Flusssensor besitzt einen ersten und ei- 
nen zweiten Gehauseteil (1, 2), zwischen denen ein Halb- 
leiterchip (3) mit einer Sensoranordnung angeordnet ist. 
Der Halbleiterchip (3) liegt an einem Messkanal, der von 
einer Nut (5) im ersten Gehauseteil (1) gebildet wird. 
Zwischen den Gehauseteilen (1, 2) ist ein Dichtungsring 
(31) angeordnet. Die Leiterbahnfolie (9) wird zwischen 
dem Dichtungsring (31) und dem zweiten Gehauseteil nach 
aussen gefuhrt . Diese einfache Anordnung vermag hohen 
Driicken sta^dzuhalten. 

(Fig. 1) 
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Fig. 5 



